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摘要(译)

本实施方式涉及的超声波探头具备：具有结晶方位为[100]的面亦即第1面
以及与所述第1面对置并且结晶方位为[100]的面亦即第2面的单结晶压电
体；被设置在所述单结晶压电体的所述第1面侧的第1电极以及被设置在
所述单结晶压电体的所述第2面侧的第2电极；被设置在所述第1电极之上
的声匹配层；以及被设置在所述第2电极之下的背衬材料，所述单结晶压
电体沿着经过所述第1电极、所述单结晶压电体和所述第2电极的第1方向
被分极，包含所述第1方向的剖开面具有沿着所述第1电极或所述第2电极
的多层形状，所述多层形状中的各层的厚度为0.5微米以上5微米以下。
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